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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年5月1日(2014.5.1)

【公開番号】特開2012-194435(P2012-194435A)
【公開日】平成24年10月11日(2012.10.11)
【年通号数】公開・登録公報2012-041
【出願番号】特願2011-59219(P2011-59219)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  17/02     (2006.01)
   Ｂ０８Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  11/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ  17/02    　　　　
   Ｂ０８Ｂ   7/02    　　　　
   Ｇ０３Ｂ  11/00    　　　　
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成26年3月14日(2014.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の異物除去装置は、光学部材と、前記光学部材に貼
着される圧電素子と、前記光学部材に第１の曲げ振動を励起する第１の駆動モード、前記
光学部材に前記第１の曲げ振動と次数が１つ異なる第２の曲げ振動を励起する第２の駆動
モード、および前記光学部材に第１の曲げ振動と、前記第１の曲げ振動と時間位相が異な
るとともに、前記第１の曲げ振動と次数が１つ異なる第２の曲げ振動とを同時に励起する
第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動する駆動制御手段と、前記駆動制御手段が前記第
１の駆動モードおよび前記第２の駆動モードで前記圧電素子を駆動する際に前記光学部材
の振動を検出する振動検出手段と、前記駆動制御手段が前記第１の駆動モードで前記圧電
素子を駆動する際に検出される前記光学部材の振動と、前記駆動制御手段が前記第２の駆
動モードで前記圧電素子を駆動する際に検出される前記光学部材の振動との時間位相ずれ
に基づいて、前記駆動制御手段が前記第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動する際の駆
動パラメータを設定する駆動パラメータ作成手段とを有し、前記駆動制御手段は、前記駆
動パラメータ作成手段によって設定された前記駆動パラメータを用いて、前記第３の駆動
モードで前記圧電素子を駆動することを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　光学ローパスフィルタ４１０の振動に伴って、圧電効果により圧電素子４３０ａおよび
４３０ｂのセンサ電極ＳＦには周波数ｆの正弦波の電圧が発生する。このとき、圧電素子
４３０ａおよび４３０ｂのグランド電極ＳＢは常に接地電圧（０［Ｖ］）に保たれている
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ので、振動検出回路１１２は圧電素子４３０ａおよび４３０ｂからそれぞれ出力電圧を検
出することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
　したがって、振動検出回路１１２が圧電素子４３０ｂのセンサ電極ＳＦから検出した出
力電圧は、圧電素子４３０ａのセンサ電極ＳＦから検出した出力電圧に対して、反転した
正弦波形となる。本実施形態では、ｍ次の振動モードの曲げ振動を励起する際にも、ｍ＋
１次の振動モードの曲げ振動を励起する際にも、同じ位相の電圧が与えられる圧電素子４
３０ａのセンサ電極ＳＦからの出力電圧によって振動を検出している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学部材と、
　前記光学部材に貼着される圧電素子と、
　前記光学部材に第１の曲げ振動を励起する第１の駆動モード、前記光学部材に前記第１
の曲げ振動と次数が１つ異なる第２の曲げ振動を励起する第２の駆動モード、および前記
光学部材に第１の曲げ振動と、前記第１の曲げ振動と時間位相が異なるとともに、前記第
１の曲げ振動と次数が１つ異なる第２の曲げ振動とを同時に励起する第３の駆動モードで
前記圧電素子を駆動する駆動制御手段と、
　前記駆動制御手段が前記第１の駆動モードおよび前記第２の駆動モードで前記圧電素子
を駆動する際に前記光学部材の振動を検出する振動検出手段と、
　前記駆動制御手段が前記第１の駆動モードで前記圧電素子を駆動する際に検出される前
記光学部材の振動と、前記駆動制御手段が前記第２の駆動モードで前記圧電素子を駆動す
る際に検出される前記光学部材の振動との時間位相ずれに基づいて、前記駆動制御手段が
前記第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動する際の駆動パラメータを設定する駆動パラ
メータ作成手段とを有し、
　前記駆動制御手段は、前記駆動パラメータ作成手段によって設定された前記駆動パラメ
ータを用いて、前記第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動することを特徴とする異物除
去装置。
【請求項２】
　前記圧電素子には、駆動電極およびセンサ電極が形成され、
　前記駆動制御手段は、前記駆動電極に電圧を与えることで、前記圧電素子を駆動し、
　前記振動検出手段は、前記センサ電極の出力から前記光学部材の振動を検出することを
特徴とする請求項１に記載の異物除去装置。
【請求項３】
　前記圧電素子は、前記光学部材の一方端に貼着される第１の圧電素子と、前記光学部材
の他方端に貼着される第２の圧電素子とを有し、
　前記第１の圧電素子には、第１の駆動電極および第１のセンサ電極が形成され、
　前記第２の圧電素子には、第２の駆動電極が形成され、
　前記駆動制御手段が前記第１の駆動モードおよび前記第２の駆動モードで前記第１の圧
電素子および前記第２の圧電素子を駆動する際に、前記第１の駆動電極には同じ位相の電
圧を与え、
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　前記振動検出手段は、前記駆動制御手段が前記第１の駆動モードで前記第１の圧電素子
および前記第２の圧電素子を駆動する際に前記第１のセンサ電極の出力から前記光学部材
の振動を検出し、前記駆動制御手段が前記第２の駆動モードで前記第１の圧電素子および
前記第２の圧電素子を駆動する際に前記第１のセンサ電極の出力から前記光学部材の振動
を検出することを特徴とする請求項２に記載の異物除去装置。
【請求項４】
　前記駆動制御手段が前記第１の駆動モードおよび前記第２の駆動モードで前記圧電素子
を駆動する際に、前記駆動制御手段は第１の電圧を前記圧電素子に与え、
　前記駆動制御手段が前記第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動する際に、前記駆動制
御手段は第２の電圧を前記圧電素子に与え、
　前記第１の電圧は前記第２の電圧よりも低いことを特徴とする請求項１ないし３のいず
れか１項に記載の異物除去装置。
【請求項５】
　前記駆動制御手段が前記第１の駆動モードおよび前記第２の駆動モードで前記圧電素子
を駆動する際に、前記駆動制御手段が前記圧電素子を第１の駆動時間だけ駆動し、
　前記駆動制御手段が前記第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動する際に、前記駆動制
御手段が前記圧電素子を第２の駆動時間だけ駆動し、
　前記第１の駆動時間は前記第２の駆動時間よりも短いことを特徴とする請求項１ないし
４のいずれか１項に記載の異物除去装置。
【請求項６】
　前記駆動パラメータ作成手段によって設定した前記駆動パラメータを記憶するメモリと
、
　前記駆動制御手段が前記第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動してからの経過時間を
計測する計測手段と、
　前記計測手段によって計測される経過時間が所定の範囲内となる場合には、前記駆動パ
ラメータ作成手段を動作させることなく、前記メモリに記憶される前記駆動パラメータを
用いて、前記駆動制御手段が前記第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動することを特徴
とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の異物除去装置。
【請求項７】
　前記光学部材周辺の温度を検出する温度検出手段と、
　前記駆動パラメータ作成手段によって設定した前記駆動パラメータを前記温度検出手段
によって検出した温度と関連付けて記憶するメモリと、
　前記駆動制御手段を動作させる際に前記温度検出手段によって検出される温度が前記メ
モリに記憶されている温度に基づいて設定される所定の範囲内となる場合には、前記駆動
パラメータ作成手段を動作させることなく、前記メモリに記憶される前記駆動パラメータ
を用いて、前記駆動制御手段が前記第３の駆動モードで前記圧電素子を駆動することを特
徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の異物除去装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載した異物除去装置を備えた光学機器。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２】
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